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１．概要（Summary） 

ヒト細胞中の細胞小器官の一つである染色体に関して

その内部構造をヘリウム/ネオンイオン顕微鏡を用いて観

察した。その結果、染色体内部に繊維状構造を確認する

事が出来、それを用いて染色体内部が構造を明らかにす

る手がかりを得た。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細集束イオンビーム装置（ヘリウム/ネオンイオン顕

微鏡） 

【実験方法】 

基板上に作製した染色体標本をヘリウムイオン顕微鏡

にて観察した（Fig. 1参照）。集束ネオンイオンビームを用

いてスライスし、その断面をヘリウムイオン顕微鏡にて観

察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

Fig. 1 Chromosomes observed by HIM. (Scale bar = 

1 μm) 

ヘリウムイオンの照射を行い、1分間おきに染色体表面

の変化を観察した。全体的な明るさの変化だけでなく細

部の表面情報の変化がみられた。この変化は SEM では

観察されなかった現象である。ヘリウムイオンの照射により

染色体が正に帯電して二次電子が捕獲され、照射開始

時には黒色に映り、その後ヘリウムイオンの照射を継続す

ることで、ある照射量以上では二次電子が放出されるよう

になったためと考えられる。 
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